
适用于 MEMS 微镜的 SCHOTT MEMpax® 
背景信息

生产高质量、持久耐用的MEMS微镜的部分主要标准取决于所用材料。其中一个标准是玻璃的物理性能。通过阳极键合可以将玻璃和硅牢固地结合
在一起，因此玻璃和硅通常联合使用。

要最大限度地减少因键合界面处热差异而产生的应力，这两种材料必须具有相同的热膨胀系数（CTE）。

MEMS微镜需要基板能同时适用于反射镀膜和增透镀膜，以实现最佳功能。

我们的解决方案：MEMpax® 

SCHOTT MEMpax® 的技术数据

尺寸 2'' – 12''（圆形或矩形）

表面粗糙度 Ra < 0.5 nm

厚度* 0.07 mm – 0.55 mm

标准厚度* 0.2 mm、0.3 mm、0.4 mm、0.5 mm

透光率 τVD65（厚度 = 0.5 mm） 92.9 %

平均线性热膨胀系数 α（20 °C；300 °C）（统计测量） 3.3 x 10 – 6/K

*可根据要求提供其它厚度

热膨胀与硅的

精确匹配

适用于 

阳极键合

极高的 

透光率

出色的抗热震 

和机械性能

是反射镀膜和增透 

镀膜的最佳镀膜 

基板

无需对基板进行研磨 

或抛光，因此无 

表面或表面下损坏
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